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1. まえがき 

我々は、次世代のフォトン検出器として超伝

導 ト ン ネ ル 接 合 (Superconducting Tunnel 

Junction: STJ)の研究を行っている。STJ をフォ

トン検出器として用いる際、ジョセフソン電流

を抑制するため、STJ に対して平行に磁場を印

加する必要がある。これまで磁場印加方法とし

て、マイクロストリップコイル集積型 STJ が提

案されているが、いくつかの課題が挙げられる

[1,2]。それを解決する方法として、本研究では

磁場印加用コイル埋め込み型 STJ を提案し、そ

の作製と評価を行ったので報告する。 

 

2. 磁場印加用埋め込みコイルについて 

提案されたマイクロストリップコイル集積

型 STJ は、磁場印加用コイルが、STJ 上部に集

積された構造や MgO のリフトオフを用いた平

坦化によって STJ 下部に集積した構造である。

しかし、前者の構造ではフォトン有感面積の低

下を、また後者の構造では、STJ 作製下面とし

て十分な平坦性を得ることが難しく良好な電

流電圧特性を得ることが困難である。これらを

解決するため、本研究では磁場印加用コイル埋

め込み型 STJ を提案する。Fig.1 は提案する STJ

の概念図を示し、磁場印加用コイルは Si 基板

内に埋め込み、コイル上面に絶縁層を積層し、

その絶縁層を介して STJ が積層された構造と

なっている。基板にコイルを埋め込んだ際の段

差は CMP 処理によって平坦化を行う。ここで、

STJ は厚さ数 nm のトンネルバリアを有するた

め、この構造

を実現するた

めには、STJ

作製下面の平

坦性が極めて

重要である。 

 

3. 磁場印加用埋め込みコイルの作製 

作製した埋め込みコイルのSEM画像をFig.2

に示す。同図コイルの line & space は 3 m あ

り、中央部はコイル通電用 PAD となっている。

コイル部分の平坦化後の段差は数 nm であり、

コイル上に STJ の作

製が可能であること

が分かった。 

作製方法や測定結

果の詳細は当日報告

する。 
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